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TECNICASELECTRICASNO PREVISTASEN OTRO LUGAR

TECNICA DEL PLASMA (tubos de haz i6nico H01J 27/00; generadores magnetohidrodindmicos HO2K 44/08; produccién de
rayos X utilizando la generacion de un plasma HO05G 2/00); PRODUCCION DE PARTICULAS ACELERADAS
ELECTRICAMENTE CARGADAS O DE NEUTRONES (obtencion de neutrones a partir de fuentes radiactivas G21, p. g.
G21B, G21C, G21G); PRODUCCION O ACELERACION DE HACESMOLECULARES O ATOMICOSNEUTROS (relojes
atémicos GO4F 5/14; dispositivos que utilizan la emision estimulada HOLS; regulacién de la frecuencia por comparacién con una
frecuencia de referencia determinada por |os niveles de energia de moléculas, de &tomos o de particul as subatémicas HO3L 7/26)

Nota(s) [3

La presente subclase cubre:

(@ laproduccion o lamanipulacion del plasma;

(b) los dispositivos no cubiertos por la subclase HO1Jy en los que los electrones, haces de iones o de particulas neutras son
acel eradas hacia energias el evadas;

(c) los dispositivos destinados a producir haces de particul as neutras;

(d) de blancos relativos alos objetos (a), (b) o (c).

Es importante tener en cuenta la subclase G21K .

providetrandation in ES ipc fixed texts.xml for id: subclass index

TECNICA DEL PLASMA ...ttt 1/00 Lineales; de induccion magnética;
PRODUCCION O ACELERACION DE de resonancia magnética............ccceeeevrrirenas 9/00; 11/00;
HACES DE PARTICULAS NEUTRAS...........cconmmmrnreeeernne 3/00 13/00
BLANCOS PARA LA PRODUCCION DE OROS.....eeeeeee e 15/00
REACCIONES NUCLEARES.........ccccoootininreeeeene e 6/00 DELAllES.......ocecveiir s 7/00
ACELERADORES
De tensidn continua o
MONOIMPUISOS......vevveeiereereiiesiesieeere e sre e e s seees 5/00
. ) . 1/18 . . . endondeloscampos oscilan amuy atas
1/00  Produccion del plasma; Manipulacion del plasma frecuencias, p. &. en labandade
(aplicacion de latécnicadel plasma a reactores de fusion microondas [1, 2006.01]
termonuclear G21B 1/00) [1, 2006.01] _ 1/20 . . Calefaccion shmica[, 2006.01]
1/02 Eﬁ;;céoéréﬁ Ei%cr%gzgi 302" aDSir;]Sogpc:i 2:12 ga(:g 1/22 para calefaccion por inyeccion [1, 2006.01]
calentar & plasma (Optica electronica 1/24 . Produccion del plasma[2, 2006.01]
HOL1J) [1, 2006.01] 1/26 . . Antorchasde plasma[2, 2006.01]
1/03 utilizando campos electrostéticos [3, 2006.01] 1/28 . . . Disposicionesparae enfriamiento [3, 2006.01]
1/04 utilizando campos magnéti cos sustancialmente 1/30 . . . utilizando campos electromagnéticos aplicados,
generados por ladescargaen e p. §. energiaaalta frecuencia o en formade
plasma 1, 2006.01] microondas (HO5H 1/28 tiene
1/06 Dispositivos de retencion pl’.l (_)”dad) [3, 2006.01] .
longitudinal [1, 2006.01] 1/32 . . . uti I|z_ando un arco (HO5H 1/28 tiene
1/08 Dispositivos de retencion theta [1, 2006.01] / prlond:rIj) 3 2902'01] ’
1/10 utilizando solamente campos magnéticos v ... ?g S’Splz%% gitro 0s,
aplicados|[1, 2006.01] 1/36 ° Sr.as[ I d] ircuitos (HOSH 1/38
s . - . . . . . . Disposicionesdecircuitos )
1 utilizando una configuracion en aguja ; o
(HO5H 1/14 tiene prioridad) [3, 2006.01] / H°_5:j 1/40 “e”;” Fg'O“dad) [3.2006.01]
1/12 en donde el recinto formaun bucle i/ . . . . . Guiadoocentrado de
cerrado [1, 2006.01] elc_s(_:trodos [3,2006.01] y .
1/14 en donde e recinto esrecto y tiene un espio /490 . . . . . utlll_zando camposmagnetlcosapllcados,
magnético [1, 2006.01] P-9. gwés\o%rg%iar 0 parahacer girar
1/16 utilizando campos eléctricos o aco[3, 01

magnéticos [1, 2006.01]
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1/42

1/44
1/46

1/48

1/50

1/52

1/54

3/00

3/02

3/04

3/06

5/00

5/02

5/03

5/04

5/06

5/08

con disposiciones para la introduccion de
materiales en el plasma, p. §. polvo, liquido
(pulverizacion electrostética, aparatos de
pulverizacién con medios para cargar
el éctricamente €l pulverizante
BO5B 5/00) [3, 2006.01]
utilizando varias antorchas [3, 2006.01]
uti I|zando campos €l ectromagnéticos aplicados, p.
g. energiaa altafrecuencia o en formade
microondas (HO5H 1/26 tiene
prioridad) [3, 2006.01]
utilizando un arco (HO5H 1/26 tiene
prioridad) [3, 2006.01]
y utilizando campos magnéticos aplicados, p.
g. paraenfocar o para hacer girar el
arco [3, 2006.01]
utilizando hilos explosivos o espinterometros
(HO5H 1/26 tiene prioridad; espinterdmetros en
general HO1T) [3, 2006.01]
Aceleradores de plasma[3, 2006.01]

Produccion o aceleracion de haces de particulas
neutras, p. €. de haces moleculares o
atémicos[3, 2006.01]
Produccion de un haz molecular o atdmico, p. €. de
un haz resonante (mésers de gas
HO1S 1/06) [3, 2006.01]
Aceleracion por la presion de una onda
electromagnética[3, 2006.01]
Produccion de haces de neutrones (blancos parala
produccién de reacciones nucleares HO5H 6/00;
fuentes de neutrones G21G 4/02) [5, 2006.01]

Aceleradores de tension continua; Aceleradores que
utilizan impulsos Unicos (HO5H 3/06 tiene
prioridad) [1, 5, 2006.01]
Detalles (blancos para la produccion de reacciones
nucleares HO5H 6/00) [1, 3, 2006.01]
Tubos de aceleracidn (ampollas o recipientes de
tubos de descarga que tienen una distribucién de
potencial mejorada sobre la superficie dela
ampolla H01J 5/06; blindaje de tubos de rayos X
asociados con las ampollas o recipientes
HO01J 35/16) [4, 2006.01]
alimentados por generadores el ectrostéticos, p. g.
generador de Van de Graaff [1, 4, 2006.01]
Aceleradores en serie; Aceleradores de etapas
multiples[1, 2006.01]
Aceleradores de particulas que utilizan
transformadores elevadores, p. g. transformadores de
resonancia[4, 2006.01]

6/00

7/00

7/02
7/04
7/06
7/08
7/10
7112
7/14
7/16
7/18

7120
7122

9/00

9/02

9/04

11/00

11/02
11/04

13/00

13/02

13/04
13/06

13/08

13/10

15/00

Blancos para la produccién de reacciones nucleares
(soportes para blancos u objetos airradiar
G21K 5/08) [3, 2006.01]

Detalles de dispositivos de los tipos cubiertos por los
grupos HO5H 9/00-HO5H 13/00 (blancos parala
produccién de reacciones nucleares
HO5H 6/00) [1, 3, 2006.01]
Circuitos o sistemas para suministrar energiaa ata
frecuencia (generadores a ata frecuencia
HO3B) [1, 2006.01]
Sistemas de imanes; Su excitacion [1, 2006.01]
Disposiciones de dos haces; Disposiciones de
multihaces [1, 2006.01]
Disposiciones para situar |as particul as sobre sus
oOrbitas[1, 2006.01]
Disposiciones para extraer las particulas de sus
oOrbitas[1, 2006.01]
Disposiciones paravariar la energiafinal de un
haz [1, 2006.01]
Cémara de vacio (HO5H 5/03 tiene
prioridad) [4, 2006.01]
del tipo guia de onda [4, 2006.01]
Cavidades; Resonadores [4, 2006.01]
con paredes superconductoras [4, 2006.01]
Detalles de |os aceleradores lineales, p. €. tubos de
desviacion (HO5H 7/02-HO5H 7/20 tienen
prioridad) [4, 2006.01]

Aceleradoreslineales (HO5H 11/00 tiene
prioridad) [1, 2006.01]
Aceleradores lineales de ondas
progresivas [1, 2006.01]
Aceleradores lineales de ondas
estacionarias[1, 2006.01]

Aceleradores de induccion magnética, p. g .
betatrones[1, 2006.01]
Betatrones de nucleo de aire [1, 2006.01]
Betatrones con campo magnético continuo
superpuesto [1, 2006.01]

Aceleradores de resonancia magnética;
Ciclotrones[1, 2006.01]
Sincrociclotrones, es decir, ciclotrones modul ados en
frecuencia[1, 2006.01]
Sincrotrones [1, 2006.01]
Aceleradores de resonancia magnética de nlcleo de
aire[1, 2006.01]
Aceleradores de resonancia magnética de gradiente
alternativo [1, 2006.01]
Aceleradores que comprenden una o varias secciones
de aceleracion lineal e imanes de curvatura o de
dispositivos andlogos para hacer volver las particulas
cargadas a unatrayectoria paraelaalaprimera
seccion de aceleracion, p. g.
microtrones [4, 2006.01]

M étodos o dispositivos para acelerar particulas
cargadas no previstos en otros lugares [4, 2006.01]
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